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X 線の Talbot-Lau 干渉計を用いた X 線位相イメージングは、医療現場や実験室で用いられる

一般的な X 線源を用いることができることから、実用化に向けた研究開発が進められている。

我々は、これまで開発してきた µm スケールの超高解像度撮像が可能な GAP-Al2O3相分離シンチ

レータ[1]を用いて、吸収格子を用いることなく自己像を直接評価可能な高解像度 X 線検出器を作

製し、低被ばく、短時間で撮像可能な X 線位相イメージングを実現することを目指している。こ

れまでの検討では、GAP-Al2O3相分離シンチレータそのものが自己像を直接解像可能な空間分解能

を有しているか評価する為、拡大レンズによる高解像度 X 線撮像系を用いて自己像の撮像を行い、

吸収格子を用いずに X 線位相像を取得できることを示した[2]。今回、より汎用的に使用可能な、 

相分離シンチレータと高解像度 CMOS センサを一体型にした X 線検出器を作製し、自己像直接

撮像による X 線位相イメージングを行った。 

まず、Tb
3+添加 GAP-Al2O3相分離シンチレータを 6mm×1.6mm×300µm 厚に切り出し研磨した

結晶を 3個並べて接着し、上面に Al反射膜を設け、X 線保護の為 FOP(Fiber Optic Plate)を介して、

ピクセルサイズ 2.5µm□の 1/2.8 型モノクロ CMOS センサに貼り付け、X 線検出器とした。

Talbot-Lau干渉計として、8.24µm周期の網目状の自己像を

形成するように二次元格子状の線源格子と位相格子を配

置し、作製した X線検出器を用いて、通常の X線管(W タ

ーゲット 40kV-120mA,10sec)で撮像した。センサ全域におい

て網目状の 8.24µm 周期の自己像を明瞭に観察でき、図１

に一部領域を示す。さらに、被写体(ナイロン球:直径 4mm)

の挿入前後の自己像の動きをフーリエ解析することで、直

交二方向への微分位相像を一対の画像から取得でき、図２

に示すように、吸収格子を用いずに従来の吸収格子を用い

た手法と同様の X 線位相像を取得できた。以上より、作

製した高解像度 X 線検出器により、吸収格子を用いること

なく、自己像を直接撮像・解析し位相像を取得可能である

ことが実証できた。発表当日は、生体に模した被写体の撮

像結果についても述べる予定である。 

(この研究は、科学技術振興機構(JST)の研究成果最適展開支

援プログラム(A-STEP)の支援を受けて行われました。) 
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図１: 直接撮像した自己像

図２: ナイロン球の微分位相像
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